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トピックス5 半導体プロセスイノベーション「ミニマルファブ」の構築
　半導体産業は、ユーザーニーズの多様化による多品種少量あるいは変種変量生産への対応の必要性
から、生産性の面で、半導体プロセス工場（ファブ）の革新が求められている。2011 年 4 月、（独）
産業技術総合研究所はミニマルシステムグループを発足させ、プロセスおよび装置開発を本格的に始
動させた。同研究所を中心とする産学官 51 機関の委員で構成するファブシステム研究会が、クリー


















を不要とし、各種プロセス用の装置幅を 30 cm 程
度と省スペースのプロセスラインである「ミニマ
ルファブ」構想を提案した（図表 1）1）。これを踏
まえ、同研究所では、2011 年 4 月に、ミニマルシ
ステムグループを発足させた。同研究所のメンバー
と研究会の参画企業は共同で、各プロセス全ての






















所レポート、2008 年 11 月 25 日
2）　原史朗、「ミニマルファブ」、産総研コンソーシアムファブシステム研究会、2011 年 6 月 14 日（提供資料）
図表 1　半導体プロセスファブの比較
図表 2　ミニマルファブのうちの1つのプロセス装置の外観
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